
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配設された計測対象に対し、所定の光を照射可能な計測用照射手段と、
　前記所定の光の照射された計測対象を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像手段と
、
　少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記計測対象に関し二次
元計測又は三次元計測を行う計測手段と
を備えた計測装置であって、
　前記基板と前記撮像手段との相対高さ関係を調整可能な移動手段と、
　各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、予め定め
られた基準高さ位置に対する高さ方向のずれ量を測定するずれ量測定手段と、
　前記ずれ量測定手段により測定された高さ方向のずれ量が予め定められた許容範囲内に
あるか否かを判定する判定手段とを設け、
　前記判定手段にて前記ずれ量が予め定められた許容範囲内にあると判定された場合には
、前記基板と前記撮像手段との相対高さ関係を保持したまま、当該所定の撮像エリアでの
前記計測用の撮像を行い、次の撮像エリアに移行するときに、前記移動手段を制御して前
記ずれ量分だけ前記相対高さ関係を補正し、
　前記判定手段にて前記ずれ量が前記許容範囲内にないと判定された場合には、前記移動
手段を制御して前記ずれ量分だけ前記相対高さ関係を補正した上で、当該所定の撮像エリ
アでの前記計測用の撮像を行うよう構成したことを特徴とする計測装置。
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【請求項２】
　基板上に配設された計測対象に対し、所定の光を照射可能な計測用照射手段と、
　前記所定の光の照射された計測対象を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像手段と
、
　少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記計測対象に関し二次
元計測又は三次元計測を行う計測手段と
を備えた計測装置であって、
　前記基板と前記撮像手段との相対高さ関係を調整可能なＺ軸方向移動手段と、
　撮像エリアを切り換えるべく前記基板と前記撮像手段との相対位置関係を調整可能なＸ
Ｙ軸方向移動手段と、
　各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、各撮像エリアにおいて、予め定められ
た基準高さ位置に対する高さ方向のずれ量を測定するずれ量測定手段と、
　前記ずれ量測定手段により測定された高さ方向のずれ量が予め定められた許容範囲内に
あるか否かを判定する判定手段と、
　第１の撮像エリアにおいて、前記判定手段にて前記ずれ量が予め定められた許容範囲内
にあると判定された場合には、前記基板と前記撮像手段との相対高さ関係を保持したまま
、当該第１の撮像エリアでの前記計測用の撮像を許容し、前記ＸＹ軸方向移動手段を制御
して第２の撮像エリアに撮像エリアを切り換えるときに、前記Ｚ軸方向移動手段を制御し
て前記ずれ量分だけ前記相対高さ関係を補正し、
　第１の撮像エリアにおいて、前記判定手段にて前記ずれ量が前記許容範囲内にないと判
定された場合には、前記Ｚ軸方向移動手段を制御して前記ずれ量分だけ前記相対高さ関係
を補正した上で、当該第１の撮像エリアでの前記計測用の撮像を許容する制御手段とを設
けたことを特徴とする計測装置。
【請求項３】
　前記第１の撮像エリアにおいて、前記判定手段にて前記ずれ量が前記許容範囲内にない
と判定された場合には、前記Ｚ軸方向移動手段を制御して前記ずれ量分だけ前記相対高さ
関係を補正した上で、当該第１の撮像エリアでの前記計測用の撮像を許容し、前記ＸＹ軸
方向移動手段を制御して第２の撮像エリアに撮像エリアを切り換えるときには、前記相対
高さ関係を保持するものであることを特徴とする請求項２に記載の計測装置。
【請求項４】
　前記各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、計測対象を抽出する計測対象抽出
手段を設けたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の計測装置。
【請求項５】
　前記基板はプリント基板であり、前記計測対象はプリント基板の銅箔上に配設されたク
リームハンダであり、前記計測対象抽出手段は、前記プリント基板上に青色又はそれに準
じる波長域の光照射を行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プリント基板に
照射して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリームハンダの
領域を抽出するものであることを特徴とする請求項４に記載の計測装置。
【請求項６】
　前記基板はプリント基板であり、前記計測対象はプリント基板の銅箔上に配設されたク
リームハンダであり、前記計測対象抽出手段は、前記プリント基板上に赤色又はそれに準
じる波長域の小入射角での光照射と、青色又はそれに準じる波長域の大入射角での光照射
とを同時に行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プリント基板に照射して、
前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリームハンダの領域を抽出
するものであることを特徴とする請求項４に記載の計測装置。
【請求項７】
　前記ずれ量測定手段は、
　補正用照射手段から前記基板面に対し斜めに照射された所定の光を、前記撮像手段にて
撮像して得られた画像データに基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ量を演
算するものであることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の計測装置。
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【請求項８】
　前記補正用照射手段から照射される所定の光は、ライン光であることを特徴とする請求
項７に記載の計測装置。
【請求項９】
　前記ずれ量測定手段は、
　補正用照射手段から前記基板面に対し斜めに照射された所定のライン光を、前記撮像手
段にて撮像して得られた画像データに基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ
量を演算するものであって、前記所定のライン光は、前記計測対象抽出手段により計測対
象が抽出される際に照射される光の波長域とは異なる波長域の光であることを特徴とする
請求項４乃至６のいずれかに記載の計測装置。
【請求項１０】
　前記ずれ量測定手段は、
　補正用照射手段から前記基板面に対し斜めに照射された所定のライン光を、前記撮像手
段にて撮像して得られた画像データに基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ
量を演算するものであって、前記所定のライン光は、前記抽出用照射手段からの照射光と
は異なる、緑色又はそれに準じる波長域の光であることを特徴とする請求項５又は６に記
載の計測装置。
【請求項１１】
　前記基板はプリント基板であり、前記計測対象はプリント基板の銅箔上に配設されたク
リームハンダであり、前記計測対象抽出手段は、前記プリント基板上に所定の波長域の光
照射を行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プリント基板に照射して、前記
撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリームハンダの領域を抽出する
ものであって、
　さらに、前記ずれ量測定手段は、補正用照射手段から前記基板面に対し斜めに照射され
た所定のライン光を、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき、三角測量
の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するものであって、前記所定のライン光は、前
記抽出用照射手段より照射される光の波長域とは異なる波長域の光であることを特徴とす
る請求項４に記載の計測装置。
【請求項１２】
　前記基板はプリント基板であり、前記計測対象はプリント基板の銅箔上に配設されたク
リームハンダであり、前記計測対象抽出手段は、前記プリント基板上に第１の波長域の小
入射角での光照射と、該第１の波長域とは異なる第２の波長域の大入射角での光照射とを
同時に行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プリント基板に照射して、前記
撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリームハンダの領域を抽出する
ものであって、
　さらに、前記ずれ量測定手段は、補正用照射手段から前記基板面に対し斜めに照射され
た所定のライン光を、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき、三角測量
の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するものであって、前記所定のライン光は、前
記抽出用照射手段より照射される光の第１、第２の波長域とは異なる第３の波長域の光で
あることを特徴とする請求項４に記載の計測装置。
【請求項１３】
　前記補正用照射手段からの所定の光と、前記抽出用照射手段からの光とを同時に照射し
た上で、前記撮像手段にて撮像を行うようにしたことを特徴とする請求項１０乃至１２の
いずれかに記載の計測装置。
【請求項１４】
　基板上に配設された計測対象に対し、所定の光を照射可能な計測用照射手段と、
　前記計測用照射手段の光とは異なる所定の波長域のパターン光を前記基板面に対し斜め
に照射可能な補正用照射手段と、
　前記所定の光及びパターン光が同時に照射された計測対象を、複数の各撮像エリア毎に
撮像可能な撮像手段と、
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　前記撮像手段にて撮像された前記所定の光の画像データに基づき、前記計測対象に関し
二次元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方を行う計測手段と、
　前記撮像手段にて撮像して得られた前記パターン光の画像データに基づき、基準高さに
対するずれ量を演算するずれ量演算手段と
を備えたことを特徴とする計測装置。
【請求項１５】
　基板上に配設された計測対象に対し、所定の光を照射可能な計測用照射手段と、
　前記所定の光の照射された計測対象を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像手段と
、
　少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記計測対象に関し二次
元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方を行う計測手段と
を備えた計測装置であって、
　各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、所定の波
長域のパターン光を照射可能な補正用照射手段から、当該パターン光を前記基板面に対し
斜めに照射して、その照射面を前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき、
基準高さに対するずれ量を演算するずれ量演算手段と、
　前記各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、前記基板上に前記所定の波長域と
は異なる波長域の光照射を行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記基板に照射
して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記計測対象の領域を抽出
す 測対象抽出手段とを設け、
　前記補正用照射手段からのパターン光と、前記抽出用照射手段からの光とを同時に照射
した上で、前記撮像手段にて撮像を行うようにしたことを特徴とする計測装置。
【請求項１６】
　プリント基板の銅箔上に配設されたクリームハンダに対し、所定の光を照射可能な計測
用照射手段と、
　前記所定の光の照射された を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像
手段と、
　少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記 に関
し二次元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方を行う計測手段と
を備えた計測装置であって、
　各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、所定の波
長域のパターン光を照射可能な補正用照射手段から、当該パターン光を前記プリント基板
面に対し斜めに照射して、その照射面を前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに
基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するずれ量演算手段と、
　前記各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、前記プリント基板上に前記所定の
波長域とは異なる波長域の光照射を行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プ
リント基板に照射して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリ
ームハンダの領域を抽出す 測対象抽出手段とを設け、
　前記補正用照射手段からのパターン光と、前記抽出用照射手段からの光とを同時に照射
した上で、前記撮像手段にて撮像を行うようにしたことを特徴とする計測装置。
【請求項１７】
　プリント基板の銅箔上に配設されたクリームハンダに対し、所定の光を照射可能な計測
用照射手段と、
　前記所定の光の照射された を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像
手段と、
　少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記 に関
し二次元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方を行う計測手段と
を備えた計測装置であって、
　各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、第３の波
長域のパターン光を照射可能な補正用照射手段から、当該パターン光を前記プリント基板

10

20

30

40

50

(4) JP 3872007 B2 2007.1.24

る計

クリームハンダ

クリームハンダ

る計

クリームハンダ

クリームハンダ



面に対し斜めに照射して、その照射面を前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに
基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するずれ量演算手段と、
　前記各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、前記プリント基板上に前記第３の
波長域とは異なる第１の波長域の小入射角での光照射と、前記第３及び第１の波長域とは
異なる第２の波長域の大入射角での光照射とを同時に行うことのできる抽出用照射手段か
らの光を、前記プリント基板に照射して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データ
に基づき前記クリームハンダの領域を抽出す 測対象抽出手段とを設け、
　前記補正用照射手段からのパターン光と、前記抽出用照射手段からの光とを同時に照射
した上で、前記撮像手段にて撮像を行うようにしたことを特徴とする計測装置。
【請求項１８】
　プリント基板の銅箔上に配設されたクリームハンダに対し、所定の光を照射可能な計測
用照射手段と、
　前記所定の光の照射された を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像
手段と、
　少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記 に関
し二次元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方を行う計測手段と
を備えた計測装置であって、
　各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、緑色又は
それに準じるパターン光を照射可能な補正用照射手段から、当該パターン光を前記プリン
ト基板面に対し斜めに照射して、その照射面を前記撮像手段にて撮像して得られた画像デ
ータに基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するずれ量演算手段と
、
　前記各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、前記プリント基板上に赤色又はそ
れに準じる波長域の小入射角での光照射と、青色又はそれに準じる波長域の大入射角での
光照射とを同時に行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プリント基板に照射
して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリームハンダの領域
を抽出す 測対象抽出手段とを設け、
　前記補正用照射手段からのパターン光と、前記抽出用照射手段からの光とを同時に照射
した上で、前記撮像手段にて撮像を行うようにしたことを特徴とする計測装置。
【請求項１９】
　前記ずれ量演算手段の演算結果に基づいて、前記基板と前記撮像手段との相対高さ関係
を調整するよう構成したことを特徴とする請求項１４乃至１８のいずれかに記載の計測装
置。
【請求項２０】
　前記補正用照射手段から照射されるパターン光は、ライン光であることを特徴とする請
求項１４乃至１９のいずれかに記載の計測装置。
【請求項２１】
　前記計測手段による計測が、撮像エリアの移行の際に行われるよう構成したことを特徴
とする請求項１乃至２０のいずれかに記載の計測装置。
【請求項２２】
　請求項１乃至２１のいずれかに記載の計測装置を具備し、前記計測手段の計測結果に基
づき、前記計測対象に関する良否判定を行うよう構成したことを特徴とする検査装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、基板等の計測装置及び検査装置に係り、より詳しくは、プリント基板上に配
設されたクリームハンダ等の計測対象を計測するための計測装置及び当該計測装置を具備
する検査装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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　プリント基板の製造過程にあって、主要な工程として基板上に電子部品を実装する工程
がある。電子部品の実装に際しては、まずプリント基板上に配設された所定の電極パター
ン上にクリームハンダが印刷される。次に、該クリームハンダの粘性に基づいてプリント
基板上に電子部品が仮止めされる。その後、前記プリント基板がリフロー炉へ導かれ、所
定のリフロー工程を経ることでハンダ付けが行われる。リフロー炉に導かれる前段階にお
いてクリームハンダの印刷状態を検査する必要があり、かかる検査に際して三次元計測装
置が用いられることがある。
【０００３】
　近年、光を用いたいわゆる非接触式の三次元計測装置が種々提案されており、計測に際
し採用される手法としては、例えば位相シフト法、光切断法、空間コード法、合焦法等が
挙げられる。
【０００４】
　ところで、三次元計測に際し、基板が反ったままの状態で計測を行ったのでは、ハンダ
等の位置関係が狂ってしまい、正確な計測に支障を来す。このため、基板の反りを矯正（
補正）した上で計測を行う必要がある。
【０００５】
　従来、このような反りを矯正するべく、水平状態に配置された基板の端部を支持固定し
た状態で、下方から上方に向けて押し上げピンを基板下面に当てて押し上げたりすること
で、基板の反りを矯正することが行われている。しかしながら、このような物理的な矯正
では、必ずしも基板が正確にフラットに矯正できるとは限らない。また、矯正のための機
構を必要とし、装置の複雑化、大型化を招くおそれもある。
【０００６】
　これに対し、センサヘッドをＺ軸（高さ）方向に移動させることで計測に際し
反り分を補正するという技術がある（例えば、特許文献１参照）。この技術では、センサ
ヘッドをプリント基板に対して相対的にＸＹ軸方向に走査することによって、高さデータ
を得、高さデータの平均値が設定範囲内に納まっているときには次回のセンサヘッドによ
る走査時におけるＺ軸移動手段の高さ制御を実行せず、プリント基板とセンサヘッドの間
隔が一定の状態で走査を実行させる。一方、高さデータの平均値が設定範囲から外れた場
合には、次回のセンサヘッドによる走査時にＺ軸移動手段の高さ制御を実行する。
【０００７】
【特許文献１】
特開２００１－１５６４２５号公報
【０００８】
【発明が解決しょうとする課題】
　ところが、上記技術では、基板表面に急激な高低差（例えば段差等）が存在していると
、次回にその分を適正に反映できない場合がある。また、初回の測定に際し、上記高低差
があった場合、それを踏まえて補正してしまうと、次回の測定に適正に反映されていない
といった事態が生じるおそれがある。さらに、最後に測定を行うときに、急激な段差等が
存在している場合、最後であるために当該段差分が補正に反映されなかったりする不具合
もある。このような場合、ピントが合わないままの状態で測定が進行してしまうおそれが
ある。その結果、正確な計測に支障を来すおそれがある。
【０００９】
　なお、上記の不具合は、必ずしも高さ計測を含む三次元計測のみならず、二次元計測を
行う場合にも同様にして起こりうる。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、基板に反り等がある場合であっても
、物理的な矯正を行わずとも、より正確な計測を行うことの可能な計測装置及び検査装置
を提供することを主たる目的の一つとしている。
【００１１】
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
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　上記目的を達成し得る特徴的手段について以下に説明する。また、各手段につき、特徴
的な作用及び効果を必要に応じて記載する。
【００１２】
　手段１．基板上に配設された計測対象に対し、所定の光を照射可能な計測用照射手段と
、前記所定の光の照射された計測対象を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像手段と
、少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記計測対象に関し二次
元計測又は三次元計測を行う計測手段とを備えた計測装置であって、
　前記基板と前記撮像手段との相対高さ関係を調整可能な移動手段と、各撮像エリアでの
前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、予め定められた基準高さ位置
に対する高さ方向のずれ量を測定するずれ量測定手段と、前記ずれ量測定手段により測定
された高さ方向のずれ量が予め定められた許容範囲内にあるか否かを判定する判定手段と
を設け、
　前記判定手段にて前記ずれ量が予め定められた許容範囲内にあると判定された場合には
、前記基板と前記撮像手段との相対高さ関係を保持したまま、当該所定の撮像エリアでの
前記計測用の撮像を行い、次の撮像エリアに移行するときに、前記移動手段を制御して前
記ずれ量分だけ前記相対高さ関係を補正し、
　前記判定手段にて前記ずれ量が前記許容範囲内にないと判定された場合には、前記移動
手段を制御して前記ずれ量分だけ前記相対高さ関係を補正した上で、当該所定の撮像エリ
アでの前記計測用の撮像を行うよう構成したことを特徴とする計測装置。
【００１３】
　手段１によれば、計測用照射手段により、基板上に配設された計測対象に対し、所定の
光が照射され、撮像手段により、所定の光の照射された計測対象が、複数の各撮像エリア
毎に撮像される。そして、少なくとも撮像手段にて撮像された画像データに基づき、計測
手段では、計測対象に関し二次元計測又は三次元計測が行われる。さて、ずれ量測定手段
では、各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、予め
定められた基準高さ位置に対する高さ方向のずれ量が測定される。判定手段では、ずれ量
測定手段により測定された高さ方向のずれ量が予め定められた許容範囲内にあるか否かが
判定される。そして、判定手段にて前記ずれ量が予め定められた許容範囲内にあると判定
された場合には、基板と撮像手段との相対高さ関係を保持したまま、当該所定の撮像エリ
アでの計測用の撮像が行われる。その後、次の撮像エリアに移行するときに、移動手段が
制御されることで、前記ずれ量分だけ、基板と撮像手段との相対高さ関係が補正される。
このため、いちいち各撮像エリア毎に相対高さ関係を調整するような場合に比べて、計測
に関する高速性が確保される。また、判定手段にて前記ずれ量が許容範囲内にないと判定
された場合には、移動手段が制御されることで前記ずれ量分だけ相対高さ関係が補正され
た上で、当該所定の撮像エリアでの計測用の撮像が行われる。従って、所定の撮像エリア
において急激な高低差（例えば段差等）が存在していたとしても、その場で速やかに相対
高さ関係が補正されることから、高低差分をその場で反映させて計測することが可能とな
る。結果として、各撮像エリア毎に、ピントを合わせた状態で正確に計測を行うことがで
きる。
【００１４】
　なお、「前記判定手段にて前記ずれ量が前記許容範囲内にないと判定された場合には、
前記移動手段を制御して前記ずれ量分だけ前記相対高さ関係を補正した上で、再度、前記
ずれ量測定手段にてずれ量を測定するとともに、前記判定手段にてそのずれ量が予め定め
られた許容範囲内にあるか否かを判定し、許容範囲内にある場合に、当該所定の撮像エリ
アでの前記計測用の撮像を行うよう構成」してもよく、また、「前記判定手段にて前記ず
れ量が前記許容範囲内にないと判定された場合には、前記移動手段を制御して前記ずれ量
分だけ前記相対高さ関係を補正した上で、再度、前記ずれ量測定手段にてずれ量を測定す
るとともに、前記判定手段にてそのずれ量が予め定められた許容範囲内にあるか否かを判
定し、所定回数許容範囲内にないと判定された場合には、エラー判定するよう構成」して
もよい。
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【００１５】
　手段２．基板上に配設された計測対象に対し、所定の光を照射可能な計測用照射手段と
、前記所定の光の照射された計測対象を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像手段と
、少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記計測対象に関し二次
元計測又は三次元計測を行う計測手段とを備えた計測装置であって、
　前記基板と前記撮像手段との相対高さ関係を調整可能なＺ軸方向移動手段と、
　撮像エリアを切り換えるべく前記基板と前記撮像手段との相対位置関係を調整可能なＸ
Ｙ軸方向移動手段と、各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、各撮像エリアにお
いて、予め定められた基準高さ位置に対する高さ方向のずれ量を測定するずれ量測定手段
と、
　前記ずれ量測定手段により測定された高さ方向のずれ量が予め定められた許容範囲内に
あるか否かを判定する判定手段と、
　第１の撮像エリアにおいて、前記判定手段にて前記ずれ量が予め定められた許容範囲内
にあると判定された場合には、前記基板と前記撮像手段との相対高さ関係を保持したまま
、当該第１の撮像エリアでの前記計測用の撮像を許容し、前記ＸＹ軸方向移動手段を制御
して第２の撮像エリアに撮像エリアを切り換えるときに、前記Ｚ軸方向移動手段を制御し
て前記ずれ量分だけ前記相対高さ関係を補正し、
　第１の撮像エリアにおいて、前記判定手段にて前記ずれ量が前記許容範囲内にないと判
定された場合には、前記Ｚ軸方向移動手段を制御して前記ずれ量分だけ前記相対高さ関係
を補正した上で、当該第１の撮像エリアでの前記計測用の撮像を許容する制御手段とを設
けたことを特徴とする計測装置。
【００１６】
　手段２によれば、Ｚ軸方向移動手段により、基板と撮像手段との相対高さ関係が調整さ
れる。また、ＸＹ軸方向移動手段により、基板と撮像手段との相対位置関係が調整される
ことで撮像エリアが切り換えられる。さて、ずれ量測定手段では、各撮像エリアでの撮像
及び計測に先だって、各撮像エリアにおいて、予め定められた基準高さ位置に対する高さ
方向のずれ量が測定され、判定手段では、そのずれ量が予め定められた許容範囲内にある
か否かが判定される。そして、第１の撮像エリアにおいて、判定手段にて前記ずれ量が予
め定められた許容範囲内にあると判定された場合には、制御手段により、基板と前記撮像
手段との相対高さ関係が保持されたまま、当該第１の撮像エリアでの計測用の撮像が許容
される。さらに、ＸＹ軸方向移動手段が制御されて第２の撮像エリアに撮像エリアが切り
換えられるときに、Ｚ軸方向移動手段が制御されてずれ量分だけ相対高さ関係が補正され
る。このため、いちいち各撮像エリア毎に相対高さ関係を調整するような場合に比べて、
計測に関する高速性が確保される。また、第１の撮像エリアにおいて、判定手段にて前記
ずれ量が許容範囲内にないと判定された場合には、Ｚ軸方向移動手段が制御されて前記ず
れ量分だけ相対高さ関係が補正された上で、当該第１の撮像エリアでの計測用の撮像が許
容される。従って、第１の撮像エリアにおいて急激な高低差（例えば段差等）が存在して
いたとしても、その場で速やかに相対高さ関係が補正されることから、高低差分をその場
で反映させて計測することが可能となる。結果として、各撮像エリア毎に、ピントを合わ
せた状態で正確に計測を行うことができる。
【００１７】
　手段３．前記第１の撮像エリアにおいて、前記判定手段にて前記ずれ量が前記許容範囲
内にないと判定された場合には、前記Ｚ軸方向移動手段を制御して前記ずれ量分だけ前記
相対高さ関係を補正した上で、当該第１の撮像エリアでの前記計測用の撮像を許容し、前
記ＸＹ軸方向移動手段を制御して第２の撮像エリアに撮像エリアを切り換えるときには、
前記相対高さ関係を保持するものであることを特徴とする手段２に記載の計測装置。
【００１８】
　手段３によれば、第１の撮像エリアにて既に大幅な補正が行われている場合には、第２
の撮像エリアに切り換えられるときに、その補正された相対高さ関係がとりあえず保持さ
れる。従って、第２の撮像エリアにおいて補正が必要なければ、計測に関しての高速性が
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より一層確保されることとなる。
【００１９】
　手段４．前記各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、計測対象を抽出する計測
対象抽出手段を設けたことを特徴とする手段１乃至３のいずれかに記載の計測装置。
【００２０】
　手段４によれば、計測対象抽出手段により計測対象が抽出され、その上で各撮像エリア
での撮像及び計測が行われる。このため、計測対象に関し、より正確な計測が可能となる
。
【００２１】
　手段５．前記基板はプリント基板であり、前記計測対象はプリント基板の銅箔上に配設
されたクリームハンダであり、前記計測対象抽出手段は、前記プリント基板上に青色又は
それに準じる波長域の光照射を行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プリン
ト基板に照射して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリーム
ハンダの領域を抽出するものであることを特徴とする手段４に記載の計測装置。
【００２２】
　手段５によれば、プリント基板の銅箔上に配設されたクリームハンダに関し、計測が行
われる。ここで、抽出用照射手段により、プリント基板上に青色又はそれに準じる波長域
の光照射が行われ、計測対象抽出手段では、その照射面が撮像手段にて撮像して得られた
画像データに基づきクリームハンダの領域が抽出される。通常、プリント基板においては
、銅箔は赤色系統の色を有し、クリームハンダは、青色系統の色を有する。それ故、青色
系統の光は銅箔部分からは暗くしか反射されない。これにより、銅箔部分がより暗く明暗
の差が大きくなる。従って、クリームハンダをより正確に抽出した上で、撮像、計測を行
うことができる。
【００２３】
　手段６．前記基板はプリント基板であり、前記計測対象はプリント基板の銅箔上に配設
されたクリームハンダであり、前記計測対象抽出手段は、前記プリント基板上に赤色又は
それに準じる波長域の小入射角での光照射と、青色又はそれに準じる波長域の大入射角で
の光照射とを同時に行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プリント基板に照
射して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリームハンダの領
域を抽出するものであることを特徴とする手段４に記載の計測装置。
【００２４】
　手段６によれば、プリント基板の銅箔上に配設されたクリームハンダに関し、計測が行
われる。ここで、抽出用照射手段により、プリント基板上に赤色又はそれに準じる波長域
の小入射角での光照射と、青色又はそれに準じる波長域の大入射角での光照射とが同時に
行われ、計測対象抽出手段では、その照射面が撮像手段にて撮像して得られた画像データ
に基づきクリームハンダの領域が抽出される。通常、プリント基板においては、銅箔は赤
色系統の色を有し、クリームハンダは、青色系統の色を有する。それ故、赤色系統の光は
クリームハンダ部分からは暗くしか反射されず青色系統の光は銅箔部分からは暗くしか反
射されない。これにより、青色画像としては銅箔部分がより暗く、赤色画像としてはクリ
ームハンダ部分がより暗くなることから、各色画像とも、明暗の差が大きくなる。従って
、クリームハンダをより正確に抽出した上で、撮像、計測を行うことができる。
【００２５】
　手段７．前記ずれ量測定手段は、補正用照射手段から前記基板面に対し斜めに照射され
た所定の光を、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき、三角測量の原理
にて基準高さに対するずれ量を演算するものであることを特徴とする手段１乃至６のいず
れかに記載の計測装置。
【００２６】
　手段７によれば、ずれ量測定手段では、補正用照射手段から基板面に対し斜めに照射さ
れた所定の光が、撮像手段にて撮像されて得られた画像データに基づき、三角測量の原理
にて基準高さに対するずれ量が演算される。そのため、構造の複雑化を招くことなく、比
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較的簡素な構造でずれ量を測定することができる。
【００２７】
　手段８．前記補正用照射手段から照射される所定の光は、ライン光であることを特徴と
する手段７に記載の計測装置。
【００２８】
　手段８によれば、補正用照射手段から照射される所定の光が、ライン光であることから
、基準高さからのずれ量を比較的把握しやすい。
【００２９】
　手段９．前記ずれ量測定手段は、補正用照射手段から前記基板面に対し斜めに照射され
た所定のライン光を、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき、三角測量
の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するものであって、前記所定のライン光は、前
記計測対象抽出手段により計測対象が抽出される際に照射される光の波長域とは異なる波
長域の光であることを特徴とする手段４乃至６のいずれかに記載の計測装置。
【００３０】
　手段９によれば、補正用照射手段から基板面に対し斜めに照射される所定のライン光が
、計測対象抽出手段により計測対象が抽出される際に照射される光の波長域とは異なる波
長域の光であることから、所定のライン光と、計測対象が抽出される際の光とを同時に照
射しても、撮像手段がカラーカメラ等の如く色彩の相違を区別可能なものであれば、両者
を比較的容易に区別することができる。それ故、１回の撮像で、計測対象の抽出と、ずれ
量の演算とを併せて行うことができる。結果として、計測時間のさらなる短縮、データの
簡素化を図ることができる。
【００３１】
　手段１０．前記ずれ量測定手段は、補正用照射手段から前記基板面に対し斜めに照射さ
れた所定のライン光を、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき、三角測
量の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するものであって、前記所定のライン光は、
前記抽出用照射手段からの照射光とは異なる、緑色又はそれに準じる波長域の光であるこ
とを特徴とする手段５又は６に記載の計測装置。
【００３２】
　手段１０によれば、補正用照射手段から基板面に対し斜めに照射される所定のライン光
が緑色又はそれに準じる波長域の光であって、抽出用照射手段から照射される青色系統、
或いは、青色系統及び赤色系統の光の波長域とは異なる。このため、ライン光と、計測対
象が抽出される際の光とを同時に照射しても、撮像手段がカラーカメラ等の如く色彩の相
違を区別可能なものであれば、両者を比較的容易に区別することができる。それ故、１回
の撮像で、計測対象の抽出と、ずれ量の演算とを併せて行うことができる。結果として、
計測時間のさらなる短縮、データの簡素化を図ることができる。
【００３３】
　手段１１．前記基板はプリント基板であり、前記計測対象はプリント基板の銅箔上に配
設されたクリームハンダであり、前記計測対象抽出手段は、前記プリント基板上に所定の
波長域の光照射を行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プリント基板に照射
して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリームハンダの領域
を抽出するものであって、
　さらに、前記ずれ量測定手段は、補正用照射手段から前記基板面に対し斜めに照射され
た所定のライン光を、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき、三角測量
の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するものであって、前記所定のライン光は、前
記抽出用照射手段より照射される光の波長域とは異なる波長域の光であることを特徴とす
る手段４に記載の計測装置。
【００３４】
　手段１１によれば、１回の撮像で、計測対象の抽出と、ずれ量の演算とを併せて行うこ
とができる。結果として、計測時間のさらなる短縮、データの簡素化を図ることができる
。
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【００３５】
　手段１２．前記基板はプリント基板であり、前記計測対象はプリント基板の銅箔上に配
設されたクリームハンダであり、前記計測対象抽出手段は、前記プリント基板上に第１の
波長域の小入射角での光照射と、該第１の波長域とは異なる第２の波長域の大入射角での
光照射とを同時に行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プリント基板に照射
して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリームハンダの領域
を抽出するものであって、
　さらに、前記ずれ量測定手段は、補正用照射手段から前記基板面に対し斜めに照射され
た所定のライン光を、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき、三角測量
の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するものであって、前記所定のライン光は、前
記抽出用照射手段より照射される光の第１、第２の波長域とは異なる第３の波長域の光で
あることを特徴とする請求項４に記載の計測装置。
【００３６】
　手段１２によれば、１回の撮像で、計測対象の抽出と、ずれ量の演算とを併せて行うこ
とができる。結果として、計測時間のさらなる短縮、データの簡素化を図ることができる
。また、特に、第１の波長域と第２の波長域とを前記銅箔やクリームハンダの色に適合し
た波長域に設定することで、計測対象たるクリームハンダをより明確に抽出することがで
きる。
【００３７】
　手段１３．前記補正用照射手段からの所定の光と、前記抽出用照射手段からの光とを同
時に照射した上で、前記撮像手段にて撮像を行うようにしたことを特徴とする手段１０乃
至１２のいずれかに記載の計測装置。
【００３８】
　手段１３によれば、補正用照射手段からの所定の光と、抽出用照射手段からの光とが同
時に照射された上で、実際に撮像手段にて撮像が行われるため、上記作用効果がより確実
に奏される。
【００３９】
　手段１４．基板上に配設された計測対象に対し、所定の光を照射可能な計測用照射手段
と、
　前記計測用照射手段の光とは異なる所定の波長域のパターン光を前記基板面に対し斜め
に照射可能な補正用照射手段と、
　前記所定の光及びパターン光が同時に照射された計測対象を、複数の各撮像エリア毎に
撮像可能な撮像手段と、
　前記撮像手段にて撮像された前記所定の光の画像データに基づき、前記計測対象に関し
二次元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方を行う計測手段と、
　前記撮像手段にて撮像して得られた前記パターン光の画像データに基づき、基準高さに
対するずれ量を演算するずれ量演算手段と
を備えたことを特徴とする計測装置。
【００４０】
　手段１４によれば、基板上に配設された計測対象に対し、計測用照射手段からは所定の
光が照射される。また、補正用照射手段からは、計測用照射手段の光とは異なる所定の波
長域のパターン光が基板面に対し斜めに照射される。そして、所定の光及びパターン光が
同時に照射された計測対象が、撮像手段によって、複数の各撮像エリア毎に撮像される。
そして、撮像手段にて撮像された所定の光の画像データに基づき、計測手段では、計測対
象に関し二次元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方が行われる。また、撮像手段に
て撮像して得られた前記パターン光の画像データに基づき、ずれ量演算手段によって、基
準高さに対するずれ量が演算される。このため、構造の複雑化を招くことなく、比較的簡
素な構造でずれ量を測定することができる。そして、そのずれ量を反映して計測を行うこ
とができる。さらに、本手段では、補正用照射手段からのパターン光と、計測用照射手段
からの光とが同時に照射された上で、実際に撮像手段にて撮像が行われる。このため、従
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来では複数回の撮像を行った上で、計測と、ずれ量の演算とを行わざるを得なかったのに
対し、１回の撮像で演算されたずれ量を加味した計測を行うことができる。結果として、
計測時間のさらなる短縮を図ることができる。また、所定の光と光パターンとの波長域が
それぞれ相違するため、両者を区別しやすく、ずれ量演算及び計測に支障が生じることが
起こりにくい。
【００４１】
　手段１５．基板上に配設された計測対象に対し、所定の光を照射可能な計測用照射手段
と、
　前記所定の光の照射された計測対象を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像手段と
、
　少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記計測対象に関し二次
元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方を行う計測手段と
を備えた計測装置であって、
　各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、所定の波
長域のパターン光を照射可能な補正用照射手段から、当該パターン光を前記基板面に対し
斜めに照射して、その照射面を前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき、
基準高さに対するずれ量を演算するずれ量演算手段と、
　前記各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、前記基板上に前記所定の波長域と
は異なる波長域の光照射を行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記基板に照射
して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記計測対象の領域を抽出
す 測対象抽出手段とを設け、
　前記補正用照射手段からのパターン光と、前記抽出用照射手段からの光とを同時に照射
した上で、前記撮像手段にて撮像を行うようにしたことを特徴とする計測装置。
【００４２】
　手段１５によれば、抽出用照射手段により、基板上に光照射が行われ、計測対象抽出手
段では、その照射面が撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき計測対象の領域
が抽出される。従って、計測対象をより正確に抽出した上で、撮像、計測を行うことがで
きる。また、ずれ量測定手段では、補正用照射手段から基板面に対し斜めに所定の波長域
のパターン光が照射され、その照射面が撮像手段にて撮像されて得られた画像データに基
づき、基準高さに対するずれ量が演算される。そのため、構造の複雑化を招くことなく、
比較的簡素な構造でずれ量を測定することができる。そして、そのずれ量を反映して計測
を行うことができる。さらに、本手段では、補正用照射手段からのパターン光と、抽出用
照射手段からの光とが同時に照射された上で、実際に撮像手段にて撮像が行われる。この
ため、従来では複数回の撮像を行った上で、抽出及びずれ量の演算を行わざるを得なかっ
たのに対し、１回の撮像で計測対象領域の抽出とずれ量の演算とを行うことができ、結果
として、計測時間のさらなる短縮、データの簡素化を図ることができる。また、各光の波
長域がそれぞれ相違するため、抽出や演算に支障が生じることがない。
【００４３】
　手段１６．プリント基板の銅箔上に配設されたクリームハンダに対し、所定の光を照射
可能な計測用照射手段と、
　前記所定の光の照射された を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像
手段と、
　少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記 に関
し二次元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方を行う計測手段と
を備えた計測装置であって、
　各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、所定の波
長域のパターン光を照射可能な補正用照射手段から、当該パターン光を前記プリント基板
面に対し斜めに照射して、その照射面を前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに
基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するずれ量演算手段と、
　前記各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、前記プリント基板上に前記所定の
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波長域とは異なる波長域の光照射を行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プ
リント基板に照射して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリ
ームハンダの領域を抽出す 測対象抽出手段とを設け、
　前記補正用照射手段からのパターン光と、前記抽出用照射手段からの光とを同時に照射
した上で、前記撮像手段にて撮像を行うようにしたことを特徴とする計測装置。
【００４４】
　手段１６によれば、抽出用照射手段により、プリント基板上に光照射が行われ、計測対
象抽出手段では、その照射面が撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づきクリー
ムハンダの領域が抽出される。従って、クリームハンダをより正確に抽出した上で、撮像
、計測を行うことができる。また、ずれ量測定手段では、補正用照射手段から基板面に対
し斜めに所定の波長域のパターン光が照射され、その照射面が撮像手段にて撮像されて得
られた画像データに基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ量が演算される。
そのため、構造の複雑化を招くことなく、比較的簡素な構造でずれ量を測定することがで
きる。そして、そのずれ量を反映して計測を行うことができる。さらに、本手段では、補
正用照射手段からのパターン光と、抽出用照射手段からの光とが同時に照射された上で、
実際に撮像手段にて撮像が行われる。このため、従来では複数回の撮像を行った上で、抽
出及びずれ量の演算を行わざるを得なかったのに対し、１回の撮像でクリームハンダ領域
の抽出とずれ量の演算とを行うことができ、結果として、計測時間のさらなる短縮、デー
タの簡素化を図ることができる。また、各光の波長域がそれぞれ相違するため、抽出や演
算に支障が生じることがない。
【００４５】
　手段１７．プリント基板の銅箔上に配設されたクリームハンダに対し、所定の光を照射
可能な計測用照射手段と、
　前記所定の光の照射された を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像
手段と、
　少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記 に関
し二次元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方を行う計測手段と
を備えた計測装置であって、
　各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、第３の波
長域のパターン光を照射可能な補正用照射手段から、当該パターン光を前記プリント基板
面に対し斜めに照射して、その照射面を前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに
基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するずれ量演算手段と、
　前記各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、前記プリント基板上に前記第３の
波長域とは異なる第１の波長域の小入射角での光照射と、前記第３及び第１の波長域とは
異なる第２の波長域の大入射角での光照射とを同時に行うことのできる抽出用照射手段か
らの光を、前記プリント基板に照射して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データ
に基づき前記クリームハンダの領域を抽出す 測対象抽出手段とを設け、
　前記補正用照射手段からのパターン光と、前記抽出用照射手段からの光とを同時に照射
した上で、前記撮像手段にて撮像を行うようにしたことを特徴とする計測装置。
【００４６】
　手段１７によれば、抽出用照射手段により、プリント基板上に第１の波長域の小入射角
での光照射と、第２の波長域の大入射角での光照射とが同時に行われ、計測対象抽出手段
では、その照射面が撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づきクリームハンダの
領域が抽出される。通常、プリント基板上の銅箔とクリームハンダとは異なる色を呈して
いるため、各波長域を適宜それらの色彩に適合させることで、クリームハンダ部分を明確
に抽出することができる。従って、クリームハンダをより正確に抽出した上で、撮像、計
測を行うことができる。また、ずれ量測定手段では、補正用照射手段から基板面に対し斜
めにパターン光が照射され、その照射面が撮像手段にて撮像されて得られた画像データに
基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ量が演算される。そのため、構造の複
雑化を招くことなく、比較的簡素な構造でずれ量を測定することができる。そして、その
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ずれ量を反映して計測を行うことができる。さらに、本手段では、補正用照射手段からの
パターン光と、抽出用照射手段からの光とが同時に照射された上で、実際に撮像手段にて
撮像が行われる。このため、１回の撮像でクリームハンダ領域の抽出とずれ量の演算とを
行うことができ、結果として、計測時間のさらなる短縮、データの簡素化を図ることがで
きる。また、各光の波長域がそれぞれ相違するため、抽出や演算に支障が生じることがな
い。
【００４７】
　手段１８．プリント基板の銅箔上に配設されたクリームハンダに対し、所定の光を照射
可能な計測用照射手段と、
　前記所定の光の照射された を、複数の各撮像エリア毎に撮像可能な撮像
手段と、
　少なくとも前記撮像手段にて撮像された画像データに基づき、前記 に関
し二次元計測及び三次元計測のうち少なくとも一方を行う計測手段と
を備えた計測装置であって、
　各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、所定の撮像エリアにおいて、緑色又は
それに準じるパターン光を照射可能な補正用照射手段から、当該パターン光を前記プリン
ト基板面に対し斜めに照射して、その照射面を前記撮像手段にて撮像して得られた画像デ
ータに基づき、三角測量の原理にて基準高さに対するずれ量を演算するずれ量演算手段と
、
　前記各撮像エリアでの前記撮像及び計測に先だって、前記プリント基板上に赤色又はそ
れに準じる波長域の小入射角での光照射と、青色又はそれに準じる波長域の大入射角での
光照射とを同時に行うことのできる抽出用照射手段からの光を、前記プリント基板に照射
して、前記撮像手段にて撮像して得られた画像データに基づき前記クリームハンダの領域
を抽出す 測対象抽出手段とを設け、
　前記補正用照射手段からのパターン光と、前記抽出用照射手段からの光とを同時に照射
した上で、前記撮像手段にて撮像を行うようにしたことを特徴とする計測装置。
【００４８】
　手段１８によれば、抽出用照射手段により、プリント基板上に赤色又はそれに準じる波
長域の小入射角での光照射と、青色又はそれに準じる波長域の大入射角での光照射とが同
時に行われ、計測対象抽出手段では、その照射面が撮像手段にて撮像して得られた画像デ
ータに基づきクリームハンダの領域が抽出される。通常、プリント基板においては、銅箔
は赤色系統の色を有し、クリームハンダは、青色系統の色を有する。それ故、赤色系統の
光はクリームハンダ部分からは暗くしか反射されず青色系統の光は銅箔部分からは暗くし
か反射されない。これにより、青色画像としては銅箔部分がより暗く、赤色画像としては
クリームハンダ部分がより暗くなることから、各色画像とも、明暗の差が大きくなる。従
って、クリームハンダをより正確に抽出した上で、撮像、計測を行うことができる。また
、ずれ量測定手段では、補正用照射手段から基板面に対し斜めにパターン光が照射され、
その照射面が撮像手段にて撮像されて得られた画像データに基づき、三角測量の原理にて
基準高さに対するずれ量が演算される。そのため、構造の複雑化を招くことなく、比較的
簡素な構造でずれ量を測定することができる。そして、そのずれ量を反映して計測を行う
ことができる。さらに、本手段では、補正用照射手段からのパターン光と、抽出用照射手
段からの赤色系統及び青色系統の光とが同時に照射された上で、実際に撮像手段にて撮像
が行われる。このため、１回の撮像でクリームハンダ領域の抽出とずれ量の演算とを行う
ことができ、結果として、計測時間のさらなる短縮、データの簡素化を図ることができる
。また、各光の波長域がそれぞれ相違するため、抽出や演算に支障が生じることがない。
【００４９】
　手段１９．前記ずれ量演算手段の演算結果に基づいて、前記基板と前記撮像手段との相
対高さ関係を調整するよう構成したことを特徴とする手段１４乃至１８のいずれかに記載
の計測装置。
【００５０】
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　手段１９によれば、実際に相対高さ関係が調整された上での計測が可能となることから
、より正確な計測を担保することができる。
【００５１】
　手段２０．前記補正用照射手段から照射されるパターン光は、ライン光であることを特
徴とする手段１４乃至１９のいずれかに記載の計測装置。
【００５２】
　手段２０によれば、基準高さからのずれ量を比較的把握しやすい。
【００５３】
　手段２１．前記計測手段による計測が、撮像エリアの移行の際に行われるよう構成した
ことを特徴とする手段１乃至２０のいずれかに記載の計測装置。
【００５４】
　手段２１によれば、計測手段による計測が、撮像エリアの移行の際に行われる。換言す
れば、計測が完了するのを待って撮像エリアを移行したりすることがない。そのため、効
率的な計測を行うことができ、総合的な計測時間の短縮化を図ることができる。
【００５５】
　手段２２．手段１乃至２１のいずれかに記載の計測装置を具備し、前記計測手段の計測
結果に基づき、前記計測対象に関する良否判定を行うよう構成したことを特徴とする検査
装置。
【００５６】
　手段２２によれば、上記各手段に対応する作用効果が、良否判定を行う検査に際し奏さ
れる。
【００５７】
【発明の実施の形態】
　以下、一実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００５８】
　図１は、本実施の形態における計測装置としての三次元計測装置１を模式的に示す概略
構成図である。なお、本実施の形態では、三次元計測装置１は、プリント基板Ｋ（の銅箔
）上に印刷されてなるクリームハンダ（主として計測対象を構成する）の印刷状態を検査
するための印刷状態検査装置として具現化されている。
【００５９】
　三次元計測装置１は、基台２を備えているとともに、基台２上には、Ｘ軸移動機構３及
びＹ軸移動機構４が設けられている。Ｙ軸移動機構４上には、レール１０が配設されてお
り、該レール１０上に基板としてのプリント基板Ｋが載置されるようになっている。そし
て、Ｘ軸移動機構３及びＹ軸移動機構４が作動することで、プリント基板ＫがＸ軸方向及
びＹ軸方向に移動するようになっている。これらＸ軸移動機構３及びＹ軸移動機構４はＸ
Ｙ軸方向移動手段を構成する。
【００６０】
　三次元計測装置１はまた、計測用照射手段としての三次元計測用照射手段５と、撮像手
段としてのＣＣＤカメラ（カラーカメラ）６と、ＣＣＤカメラ６に対し電気的に接続され
た主制御手段７とを備えている。三次元計測用照射手段５は、プリント基板Ｋの表面に対
し斜め上方から所定の光パターンを照射するように構成されている。ＣＣＤカメラ６は、
プリント基板Ｋの真上に配置され、プリント基板Ｋ上の前記光パターンの照射された部分
を撮像可能となっている。そして、主制御手段７では、所定の三次元計測方法によって、
前記ＣＣＤカメラ６にて撮像された画像データに基づき、画像処理が行われ、クリームハ
ンダの三次元計測（主として高さ計測）及びクリームハンダの印刷状態の検査が行われる
ようになっている。つまり、主制御手段７は、クリームハンダの高さ（体積）に基づいて
印刷状態を検査する検査手段８を具備している（図４参照）。なお、本実施の形態におけ
る三次元計測に際しては、位相シフト法、光切断法、空間コード法、合焦法等、任意の計
測方法が適宜採用される。
【００６１】
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　本実施の形態では、前記ＣＣＤカメラ６は、Ｚ軸移動機構９に取付けられている。すな
わち、Ｚ軸移動機構９が駆動されることで、ＣＣＤカメラ６が上下方向に移動可能となっ
ている。これにより、プリント基板ＫとＣＣＤカメラ６との相対高さ関係が変更させられ
るようになっている。
【００６２】
　また、本実施の形態における三次元計測装置１は、前記三次元計測に際し（先だって）
、クリームハンダの配設されてなる領域を抽出するための手段を具備している（計測対象
抽出手段）。当該手段には、ハンダ抽出用照射手段１１が含まれる。ハンダ抽出用照射手
段１１は、三次元計測用照射手段５による光パターンの照射に先だってプリント基板Ｋに
対し、所定の光を照射するものである。より詳しく説明すると、ハンダ抽出用照射手段１
１は、図２に示すように、上下一対のリングライト１２，１３を具備している。
【００６３】
　上部のリングライト１２は、小入射角での光照射を行うようになっているとともに、赤
色の光を照射可能に構成されている。下部のリングライト１３は、大入射角での光照射を
行うようになっているとともに、青色の光を照射可能に構成されている。通常、プリント
基板Ｋにおいては、基板Ｋには赤色系統の銅箔が設けられており、その上に青色系統のク
リームハンダが印刷されていることから、赤色光はクリームハンダ部分からは暗くしか反
射されず青色光は銅箔部分からは暗くしか反射されない。これにより、青色画像としては
銅箔部分がより暗く、赤色画像としてはクリームハンダ部分がより暗くなることから、各
色画像とも、明暗の差が大きくなる。そこで、本実施の形態では、三次元計測に先だって
、計測対象たるクリームハンダの領域抽出を行うべく、両リングライト１２，１３により
赤色青色の光を照射し、その照射面をＣＣＤカメラ６で撮像し、主制御手段７において、
クリームハンダの配設領域を特定（抽出）する作業が行われるようになっている。
【００６４】
　また、本実施の形態における三次元計測装置１は、前記三次元計測に際し（先だって）
、プリント基板Ｋの反りを補正するための手段を具備している。当該手段には、Ｚ軸補正
用照射手段１４が含まれる。Ｚ軸補正用照射手段１４は、前記三次元計測用照射手段５に
よる光パターンの照射に先だって、前記ハンダ抽出用照射手段１１による光の照射ととも
に、プリント基板Ｋに対し、所定のパターン光としてのライン光を照射するものである。
より詳しく説明すると、Ｚ軸補正用照射手段１４は、前記リングライト１２，１３とは異
なる波長域のパターン光（本実施の形態では緑色のライン光）を照射可能となっている。
【００６５】
　Ｚ軸補正用照射手段１４による緑色のライン光の照射は、プリント基板Ｋの反りに起因
する基準高さからの「高さずれ量」を把握するために行われるものである。すなわち、図
３に示すように、Ｚ軸補正用照射手段１４によりライン光が照射され、その光がＣＣＤカ
メラ６により撮像される場合、ある撮像エリアにおいて、図示するようにプリント基板Ｋ
の高さ位置が相違すると、ＣＣＤカメラ６で撮像されるライン光の位置が左右方向に相違
することとなる。本実施の形態では、主制御手段７において、前記ライン光の位置に基づ
いて、三角測量の原理によって、プリント基板Ｋの高さずれ量が演算されるようになって
いる。つまり、主制御手段７は、プリント基板Ｋの高さずれ量を演算するずれ量測定手段
としてのＺ軸ずれ量演算手段１５を具備している（図４参照）。
【００６６】
　次に、主制御手段７を中心とする三次元計測装置１の電気的構成について説明する。
【００６７】
　図４に示すように、ＣＣＤカメラ６は、主制御手段７に対し電気的に接続されている。
主制御手段７は、上述したように、検査手段８及びＺ軸ずれ量演算手段１５を備えている
。これとともに、主制御手段７は、Ｚ軸ずれ量演算手段１５の演算結果に基づき、「ずれ
量」の適否を判定する判定手段としてのずれ量判定手段１６を具備している。
【００６８】
　主制御手段７は、照射制御手段２１に接続されている。照射制御手段２１は、前記三次
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元計測用照射手段５、ハンダ抽出用照射手段１１（リングライト１２，１３）及び、Ｚ軸
補正用照射手段１４に接続されており、前記主制御手段７からの制御信号に基づき、各照
射手段５，１１，１４の照射を切換制御する。
【００６９】
　主制御手段７は、Ｘ軸移動制御手段２２及びＹ軸移動制御手段２３に接続されている。
これらＸ軸移動制御手段２２及びＹ軸移動制御手段２３は、各撮像エリアの切り換えを行
うべく、前記Ｘ軸移動機構３及びＹ軸移動機構４を適宜駆動制御する。これにより、プリ
ント基板ＫがＸ軸方向、Ｙ軸方向へと適宜移動させられるようになっている。
【００７０】
　主制御手段７はまた、Ｚ軸移動制御手段２４に接続されている。当該Ｚ軸移動制御手段
２４は、主制御手段７、特にずれ量判定手段１６からの入力信号に基づいて、前記Ｚ軸移
動機構９を駆動制御する。これにより、ＣＣＤカメラ６とプリント基板Ｋとの相対高さ関
係が調整される（反り等がある場合には、それが補正される）ようになっている。
【００７１】
　次に、上記のように構成されてなる三次元計測装置１における作用効果を、主制御手段
７によって行われる制御内容を中心として説明する。
【００７２】
　主制御手段７は、まず、第１の撮像エリアにおいて、クリームハンダ領域の抽出及び高
さずれ量の測定を行うべく、前記照射制御手段２１を介して、ハンダ抽出用照射手段１１
の両リングライト１２，１３からの光を照射させるとともに、Ｚ軸補正用照射手段１４か
らのライン光を照射させる。そして、ＣＣＤカメラ６にて、抽出用の照射光及びライン光
の照射された第１の撮像エリアを撮像する。このとき、撮像により得られた画像データに
関して、両リングライト１２，１３からの赤色青色の光と、Ｚ軸補正用照射手段１４から
の緑色のライン光とが混在する。しかしながら、各光の波長域がそれぞれ異なるため、１
つの画像データであっても、それらを容易に区別することができる。そして、前記画像デ
ータに基づき、一旦クリームハンダ領域の抽出を行う。
【００７３】
　次に、主制御手段７（Ｚ軸ずれ量演算手段１５）は、前記画像データのうち、緑色のラ
イン光に基づき、高さずれ量Ｚａを算出する。例えば、図５（ａ）において、ライン光が
基準高さ位置（反り等がなければ、ライン光は当該位置にくるであろうという位置）から
所定量（図ではα）だけずれていたとする。Ｚ軸ずれ量演算手段１５では、当該所定のず
れ量に基づき、上述した三角測量の原理により、基準高さ位置からのＺ軸方向（高さ方向
）のずれ量Ｚａを算出する。
【００７４】
　続いて、主制御手段７（ずれ量判定手段１６）は、前記ずれ量Ｚａが、予め定められた
基準範囲内にあるか否かを判定する。そして、その判定結果により、以下に記す制御を行
う。
【００７５】
　（１）ずれ量Ｚａが予め定められた基準範囲内にある場合
　ずれ量Ｚａが基準範囲内にある場合には、主制御手段７は、当該第１の撮像エリアにお
いて、前記抽出されたクリームハンダ領域に関し三次元計測を実行する。すなわち、照射
制御手段２１を介して、三次元計測用照射手段５から所定の光パターンを照射する。そし
て、ＣＣＤカメラ６にて照射された光パターンを撮像する。
【００７６】
　撮像完了後、主制御手段７はＸ軸移動制御手段２２及びＹ軸移動制御手段２３を介して
、Ｘ軸移動機構３及びＹ軸移動機構４を駆動せしめ、次の撮像エリア（第２の撮像エリア
）へと撮像エリアを切換制御する。
【００７７】
　そして、この撮像エリアの切換の途中で、主制御手段７は、Ｚ軸移動制御手段２４を介
してＺ軸移動機構９を駆動せしめ、ＣＣＤカメラ６を前記ずれ量Ｚａだけ移動させ、その

10

20

30

40

50

(17) JP 3872007 B2 2007.1.24



高さ位置を補正（調整）する。これにより、次の撮像エリアにおいては、前回の撮像エリ
アでの許容範囲内でのずれ量が補正され、多くの場合において、ＣＣＤカメラ６とプリン
ト基板Ｋ表面との高さ位置関係が適正なものとなる。
【００７８】
　また、当該撮像エリアの切換の間に、主制御手段７（検査手段８）は、前記第１の撮像
エリアにおける抽出データ及び画像データに基づき、三次元計測（クリームハンダの高さ
計算及び体積計算）を行い、クリームハンダの印刷状態が適正であるか否かの判断を行う
。このように、撮像エリアの移行の間に計測（演算）が行われることで、効率的な計測を
行うことができ、総合的な計測時間の短縮化を図ることができる。
【００７９】
　（２）ずれ量Ｚａが予め定められた基準範囲内にない場合
　一方、前記ずれ量Ｚａが基準範囲内にない場合には、主制御手段７は、当該第１の撮像
エリアにおいて、まず、プリント基板Ｋの反り等が著しく、速やかに補正を行う必要があ
るものとして、三次元計測に先だって、Ｚ軸移動制御手段２４を介してＺ軸移動機構９を
駆動せしめ、ＣＣＤカメラ６を前記ずれ量Ｚａだけ移動させ、その高さ位置を補正（調整
）する。これにより、当該第１の撮像エリアにおいて、速やかにずれ量が補正され、ＣＣ
Ｄカメラ６の異常等特殊な事情がない限りは、ＣＣＤカメラ６とプリント基板Ｋ表面との
高さ位置関係が適正なものとなる。
【００８０】
　補正後、再度、主制御手段７は、照射制御手段２１を介して、ハンダ抽出用照射手段１
１の両リングライト１２，１３からの光を照射させるとともに、Ｚ軸補正用照射手段１４
からのライン光を照射させる。そして、ＣＣＤカメラ６にて、抽出用の照射光及びライン
光の照射された第１の撮像エリアを撮像し、再度クリームハンダ領域の抽出を行う。
【００８１】
　なお、この時点で、前記補正により、高さ位置関係が適正なものとなっている筈である
ため、基本的には再度ずれ量までは確認する必要はないが、念のため、再度前記ライン光
に基づいてずれ量Ｚａを算出することとしてもよい。そして、再度算出したずれ量Ｚａが
（繰り返し）許容範囲を逸脱するような場合には、異常が生じたものとしてエラー判定す
ることとしてもよい。
【００８２】
　ただし、基本的には、前記補正により当該第１の撮像エリアにおける高さ位置関係は適
正なものとなっている筈であるため、主制御手段７は、次に、三次元計測の実行を許容す
る。すなわち、照射制御手段２１を介して、三次元計測用照射手段５から所定の光パター
ンを照射する。そして、ＣＣＤカメラ６にて照射された光パターンを撮像する。撮像完了
後、主制御手段７はＸ軸移動制御手段２２及びＹ軸移動制御手段２３を介して、Ｘ軸移動
機構３及びＹ軸移動機構４を駆動せしめ、次の撮像エリア（第２の撮像エリア）へと撮像
エリアを切換制御する。
【００８３】
　そして、この撮像エリアの切換に際しては、主制御手段７は、Ｚ軸移動機構９を駆動さ
せることなく（ＣＣＤカメラ６の高さ位置を補正することなく）撮像エリアを切り換える
。これは、前記第１の撮像エリアにおいて、既に補正が完了しているためである。
【００８４】
　当該撮像エリアの切換の間に、主制御手段７（検査手段８）は、前記第１の撮像エリア
における再度の抽出データ及び画像データに基づき、三次元計測（クリームハンダの高さ
計算及び体積計算）を行い、クリームハンダの印刷状態が適正であるか否かの判断を行う
。このように、撮像エリアの移行の間に計測（演算）が行われることで、効率的な計測を
行うことができ、総合的な計測時間の短縮化を図ることができる。
【００８５】
　本実施の形態では、主制御手段７により、各撮像エリア毎に、上記の作業が繰り返し行
われる。そして、全ての撮像エリアにおける検査が完了した時点で、三次元計測及び検査
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が終了することとなる。
【００８６】
　以上詳述したように、本実施の形態では、各撮像エリアでの三次元計測に先だって、予
め定められた基準高さ位置に対する高さ方向のずれ量Ｚａが測定され、そのずれ量Ｚａが
許容範囲内にあると判定された場合には、プリント基板ＫとＣＣＤカメラ６との相対高さ
関係が保持されたまま、当該撮像エリアでの撮像が行われる。その後、次の撮像エリアに
移行するときに、Ｚ軸移動機構９が制御されることで、前記ずれ量Ｚａ分だけ、高さ位置
関係が補正される。
【００８７】
　例えば図５（ａ）に示すように、検査エリア（撮像エリア）Ａにおいて、基準高さから
のずれ量Ｚａが許容範囲内のαであったとする。この場合には、当該検査エリアＡにおい
ては、ＣＣＤカメラ６の高さが補正されることなく三次元計測用の撮像が行われる。そし
て、次の検査エリアＢに移行するときに、演算、検査が行われるとともに、前記α分だけ
ＣＣＤカメラ６の高さが補正される。そして、次の検査エリアＢにおいて、同様のことが
行われる。検査エリアＢへの移行に際し、ＣＣＤカメラ６の高さ位置が補正されているた
め、多くの場合、基準高さ位置からのずれ量は少なくて済む。
【００８８】
　このため、いちいち各撮像エリア毎に相対高さ関係を調整するような場合に比べて、計
測に関する高速性が確保される。
【００８９】
　また、ずれ量Ｚａが許容範囲内にないと判定された場合には、即座にＺ軸移動機構９が
制御されることで、前記ずれ量Ｚａ分だけ、高さ位置関係が補正される。その上で、当該
撮像エリアでの撮像及び計測が行われる。
【００９０】
　例えば、図５（ｂ）に示すように、検査エリアＡにおいて、基準高さからのずれ量Ｚａ
が許容範囲内のαであったとする。この場合には、上述したように当該検査エリアＡにお
いては、ＣＣＤカメラ６の高さが補正されることなく三次元計測用の撮像が行われる。そ
して、次の検査エリアＢに移行するときに、演算、検査が行われるとともに、前記α分だ
けＣＣＤカメラ６の高さが補正される。そして、次の検査エリアＢにおいて、同様のこと
が行われる。このとき、当該検査エリアＢにおいて、急激な高低差等が存在すると、ずれ
量Ｚａが許容範囲を逸脱することがある。この場合、本実施の形態では、当該検査エリア
ＢにおいてＣＣＤカメラ６の高さ位置が補正される。
【００９１】
　従って、所定の撮像エリアにおいて急激な高低差が存在していたとしても、その場で速
やかに相対高さ位置が補正されることから、高低差分をその場で反映させて計測すること
が可能となる。結果として、各撮像エリア毎に、ピントを合わせた状態で正確に計測を行
うことができる。
【００９２】
　また、図５（ｂ）の如く、検査エリアＢにて既に大幅な補正が行われた場合には、次の
検査エリア（撮像エリア）に切り換えられるときに、その補正された相対高さ関係がとり
あえず保持される。換言すれば、切換の途中で高さ位置が補正されない。従って、次の検
査エリアにおいて補正が必要なければ、計測に関しての高速性がより一層確保されること
となる。
【００９３】
　さらに、本実施の形態では、各検査エリアでの撮像及び計測に先だって、計測対象を抽
出することとしている。このため、計測対象に関し、より正確な計測が可能となる。
【００９４】
　しかも、当該抽出用の照射光と、ずれ量Ｚａを算出するためののライン光とは波長域が
異なるため、抽出用の照射光とライン光とを同時に照射しても、ＣＣＤカメラ６が色彩の
相違を区別可能なものであれば、両者を比較的容易に区別することができる。それ故、１
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回の撮像で、クリームハンダの抽出と、ずれ量Ｚａの算出とを併せて行うことができる。
結果として、計測時間のさらなる短縮、データ量の削減を図ることができる。
【００９５】
　併せて、本実施の形態では、クリームハンダの高さ計算及び検査を、撮像エリアの移行
の際に行われるようにしている。つまり、計測が完了するのを待って撮像エリアを移行し
たりすることがない。そのため、効率的な計測を行うことができ、総合的な計測時間の短
縮化を図ることができる。
【００９６】
　尚、上述した実施の形態の記載内容に限定されることなく、例えば次のように実施して
もよい。
【００９７】
　（ａ）上記実施の形態では、クリームハンダの主として高さ計測（三次元計測）を行う
場合に具体化しているが、例えばクリームハンダの面積計測等の二次元計測を行う場合に
も具体化することができる。この場合、クリームハンダの抽出と二次元計測とを兼用する
ことも可能である。換言すれば、抽出作業を省略して、ずれ量演算のための照射と計測の
ための照射とを同時に行った上で、撮像し、その画像データに基づいてずれ量を演算し、
それを反映して計測を行うことも可能である。
【００９８】
　（ｂ）撮像手段としては、上記実施の形態のようなエリアを撮像可能なＣＣＤカメラ以
外にも、ラインカメラであってもよい。さらに、例えば、ＣＭＯＳカメラなど、エリア状
又はライン状に撮像可能なカメラであってもよく、必ずしもＣＣＤカメラに限定されるも
のではない。
【００９９】
　（ｃ）上記実施の形態では、クリームハンダ領域を抽出し、その上で三次元計測を行う
こととしているが、かかる抽出手段を省略してもよい。
【０１００】
　（ｄ）各照射手段５，１１，１４を構成する光源は、ハロゲンランプでもよいし、ＬＥ
Ｄであってもよい。また、レーザ光を照射可能な照射手段を採用してもよい。
【０１０１】
　（ｅ）上記実施の形態では、ＸＹ軸方向へは、プリント基板Ｋが、Ｚ軸方向へはＣＣＤ
カメラ６がそれぞれ移動する構成となっているが、両者が相対移動可能であればよく、例
えばプリント基板Ｋが上下動可能となっていてもよいし、ＣＣＤカメラ６がＸＹ軸方向へ
移動可能となっていてもよい。
【０１０２】
　（ｆ）上記実施の形態では、クリームハンダの印刷状態を検査するための検査装置に具
現化されている。これに対し、上記のような構成を、基板の製造等に関連する他の装置に
具現化することも可能である。例えば、基板上に実装された電子部品の実装状態や、キズ
等の有無を検査するための検査装置に具体化してもよい。
【０１０３】
　（ｇ）上記実施の形態では、Ｚ軸補正用照射手段１４からは緑色のライン光が照射され
ることとなっているが、抽出のための照射光とは異なる波長域であれば、必ずしも緑に限
定されるものではなく、例えば赤外線や紫外線を照射可能な構成となっていてもよい。ま
た、抽出のための照射光とは別に撮像するのであれば、抽出用の光と同じ波長域の光を照
射することとしてもよい。
【０１０４】
　（ｈ）上記実施の形態では、Ｚ軸補正用照射手段１４からライン光が照射されることと
なっているが、このライン光は一本であってもよいし、複数であってもよい。ライン光が
複数の場合には、それぞれが平行であってもよいし、（互いに交わるよう）所定の角度を
もっていてもよい（例えば直交していてもよい）。また、それぞれのライン光の幅は、撮
像エリアを超える幅であってもよいし、それよりも十分に短くても、例えば点、或いは、
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ポイントであってもよい。ただし、検査エリアをカバーする幅であれば、例えば銅箔部な
ど、高さずれ量を安定して測定できる部分を、より確実に含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施の形態における計測装置を模式的に示す概略斜視図である。
【図２】ハンダ抽出用照射手段及びＺ軸補正用照射手段等の配置構成を示す模式図である
。
【図３】ずれ量算出に際しての概念を説明するための模式図である。
【図４】主制御手段等の電気的構成を説明するためのブロック図である。
【図５】（ａ），（ｂ）はともに実施の形態の作用効果を説明するための検査エリア毎の
画像データ等を模式的に示す図である。
【符号の説明】
　１…三次元計測装置、３…ＸＹ軸方向移動手段としてのＸ軸移動機構、４…ＸＹ軸方向
移動手段としてのＹ軸移動機構、５…三次元計測用照射手段、６…撮像手段としてのＣＣ
Ｄカメラ、７…主制御手段、８…検査手段、９…Ｚ軸移動機構、１１…ハンダ抽出用照射
手段、１２，１３…リングライト、１４…Ｚ軸補正用照射手段、１５…Ｚ軸ずれ量演算手
段、１６…ずれ量判定手段、Ｋ…プリント基板。
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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